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En el presente trabajo se construy0 y caracteriz6 un sensor de gas Optico de adsorcion para un
sistema de medicion de gases GHGs y VOCs. Las imagenes obtenidas se procesaron mediante
analisis de componentes principales (PCA).

El proceso de microfabricacion se realizé mediante PLD. Se realizaron dos depdsitos de 6xido
de cobre (Cu,0) y dos dep6sitos de 6xido de tantalio (Ta.05), empleando méascaras de papel
aluminio y exponiendo un sustrato de vidrio durante treinta segundos. Se realizaron mediciones
de espesor mediante elipsometria. Se midieron cambios de polarizacion tras reflexiones y
transmisiones consecutivas y se la comparé con un modelo. Estos cambios fueron cuantificados
por la relacion de amplitudes y la diferencia de fases a diferentes longitudes de onda, con los
cuales se obtuvieron los espesores de cada uno de los depdsitos realizados.

Se estimo el espesor de las peliculas, mediante un modelo consistente de un sustrato, una region
de 6xido y una regidn de dxido y aire para representar rugosidades de los depdsitos. Con un
modelo de Cauchy se represent6 el indice de refraccion y el coeficiente de extincion?. De este
modo se obtuvieron los siguientes espesores de depositos: Ta,O5: 68,88 nm y 62,28 nm, y para
Cu20: 55,93 nm y 51,77 nm. Los espesores obtenidos resultaron apropiados para el correcto
funcionamiento del sensor.
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